






TDLAS リモートタイプ・多点計測タイプ半導体や二次電池の製造工程管理
筐体に内蔵するサンプルリングセル部分を分離し、同時に多点計測を可能

とした特別仕様です。

限られたスペースへの設置や、サンプリング部の延長、多点計測が可能とな

ります。別途耐薬品仕様にも対応可能ですので、使用用途に応じて多様な

計装方法を提案できます。

クリーンチャンバ内の水分量管理

湿度センサの応答性計測基準器
TDLASは非接触レーザーセンシングであるため、

原理的に非常に高速な応答性を示します。

TDLAS T-1は６秒 (90%応答 50～0℃Dp)と、

高速なMEMS型温湿度センサの過渡的な振る舞い

も計測可能です。
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半導体製造工程のエッチングや各種処理、二次電池

の製造工程など、作業雰囲気の水分が製品品質や

収量に影響を与えます。腐食性や有機／酸性ガス、

アルコールを含む雰囲気下でもTDLASは安定的

に、正確に水分計測が可能です。

また、非接触センシングなので、ケミカルストレスに対しても高い耐性を有します。

各種半導体、二次電池の製造工程等、製造工程の

水分管理に。TDLASは業界最高水準の応答性で、

高速かつ正確に水分を検出します。わずかな水分

の発生が製品の品質に直結するモノづくりの現場

でリスク管理に貢献します。

電流／電圧出力、フォトモスリレー出力があり各種制御機器に対応します。

構造上経年変化の要素が少なく、長期間の連続モニタリングに適しています。
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